PROJEKTOWE KARTY POMIESZCZEN

0/3
Nazwa Pomieszczenia Sluza Cleanroom
Nr pomieszczenia Nr. 0/3 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Sluza materiatowa do obszaru czystego
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Wprowadzanie/wyprowadzanie materiatu
wykonywanych analiz itp)

. . ) Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
Poziom wykonczenia zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

e e Ee

wybuchowe
llo$¢ pracownikow 1 Klasa czysto$ci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +10

Zyski ciepta [KW] : Powietrze e :

LAN - Powierzchnia [m?] 6,47




0/4

Nazwa Pomieszczenia MBE/MOCVD — Pomieszczenie epitaksji 1i 2

Nr pomieszczenia Nr. 0/4 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Prace badawcze
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Nanotechnologia
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room, maksymalnie duze
drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN @ Ta e
wybuchowe
llos¢ pracownikow 4 Klasa czystosci ISO 10.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos$¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] . Powietrze WyWie[‘r”ni;‘he] 400

LAN TAK Powierzchnia [m?] 86,50




0/5

Nazwa Pomieszczenia

Chase

Nr pomieszczenia

Nr. 0/5

Kondygnacja

Parter

Przeznaczenie
Pomieszczenia

Pomieszczenie techniczne

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj
wykonywanych analiz itp)

Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen

czystych

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i

zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room,

Uzywane odczynniki
szkodliwe, trujace,

kwasy, zasady, palne, DI Tak [N
wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35 -55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] : Powietrze WYWie["r‘;i;‘he] :
LAN TAK Powierzchnia [m?] 17,77




0/6

Nazwa Pomieszczenia Deposition Furnaces

Nr pomieszczenia Nr. 0/6 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Prace badawcze
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Praca przy wykorzystaniu piecéw wysokotemperaturowych
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczeh Clean Room, maksymalnie duze
drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN 9 Te One

wybuchowe
llos¢ pracownikow 4 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20

Zyski ciepta [kW] . Powietrze Wyw'e[‘r”ni;‘he] 300

LAN TAK Powierzchnia [m?] 86,50




0/7

Nazwa Pomieszczenia Chase

Nr pomieszczenia Nr. 0/7 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj
wykonywanych analiz itp)

Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen
czystych

. . ) Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
Poziom wykonczenia zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN e Ee

wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20

Zyski ciepta [kW] : Powietrze e :

LAN TAK Powierzchnia [m?] 15,82




0/8

Nazwa Pomieszczenia Dry Etch

Nr pomieszczenia Nr. 0/8 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Prace badawcze
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Nanotechnologia
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczeh Clean Room, maksymalnie duze
drzwi z maksymalnie duzymi przeszklenia

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN 9 Ta e
wybuchowe
llos¢ pracownikow 4 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] . Powietrze WyWie[‘r”ni;‘he] 200

LAN TAK Powierzchnia [m?] 86,28




0/9

Nazwa Pomieszczenia Chase

Nr pomieszczenia Nr. 0/9 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj
wykonywanych analiz itp)

Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen
czystych

. . ) Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
Poziom wykonczenia zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN e Ee

wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20

Powietrze wywiewane

mh] 650

Zyski ciepta [kW] 6

LAN TAK Powierzchnia [m?] 14,33




0/10

Nazwa Pomieszczenia Incubator reserve

Nr pomieszczenia Nr. 0/10 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pomieszczenie rezerwowe
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Inkubowanie prébek
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczeh Clean Room, maksymalnie duze
drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN e Ee

wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20

Zyski ciepta [kW] . Powietrze Wyw'e[‘r”ni;‘he] 100

LAN TAK Powierzchnia [m?] 37,07




0/13

Nazwa Pomieszczenia Wet 2

Nr pomieszczenia Nr. 0/13 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pracownia badawcza
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Praca na mokro z odczynnikami
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczeh Clean Room, maksymalnie duze
drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN 9 Ta e
wybuchowe
llos¢ pracownikow 4 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] . Powietrze WyWie[‘r”ni;‘he] 700

LAN TAK Powierzchnia [m?] 18,79




0/14

Nazwa Pomieszczenia Chase
Nr pomieszczenia Nr. 0/14 Kondygnacja Parter
Przeznaczenie . . .
. . Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia
Rodzaj wykonywanych . , . . . . .
prac (rodzaj Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen
czystych
wykonywanych analiz itp) vy
Poziom wykonczenia Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
(posadzka, Sciany, sufity) zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
Uzywane odczynniki
szkodliwe, trujgce .
’ | Tak Ni
kwasy, zasady, palne, [ITak B Nie
wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20
o Powietrze wywiewane
- 0
Zyski ciepta [kW] [mé/h]
LAN TAK Powierzchnia [m?] 6,22




0/15

Nazwa Pomieszczenia Wet 1

Nr pomieszczenia Nr. 0/15 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pracownia badawcza
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Praca na mokro z odczynnikami
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany podioga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczeh Clean Room, maksymalnie duze
drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN 9 Ta e
wybuchowe
llos¢ pracownikow 4 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] . Powietrze WyWie[‘r”ni;‘he] 1030

LAN TAK Powierzchnia [m?] 17,76




0/16

Nazwa Pomieszczenia Chase

Nr pomieszczenia Nr. 0/16 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj
wykonywanych analiz itp)

Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen
czystych

. . ) Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
Poziom wykonczenia zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN e Ee
wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] i Powietrze wywie[\r/vna;h(-:]‘ 0

LAN TAK Powierzchnia [m?] 6,28




0/17

Nazwa Pomieszczenia Optical Litography

Nr pomieszczenia Nr. 0/17 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Prace badawcze
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Praca na mokro z odczynnikami
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room, wymagane Zétte
os$wietlenie+ zotta folia na wszystkich oknach i przeszkleniach, wszystkie
instalacje powinny by¢ rozprowadzane pod podtogg techniczng lub nad sufitem
podwieszanym, maksymalnie duze drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

e e 9 Ta One
wybuchowe
llos¢ pracownikow 4 Klasa czystosci ISO 100
Temperatura [°C] 21-23 Wilgotnos¢ [rH %] 40 -50
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +30
Zyski ciepta [kW] - PO WyWie[‘“ngi;‘he] 750
LAN TAK Powierzchnia [m?] 19,09




0/18

Nazwa Pomieszczenia Chase

Nr pomieszczenia Nr. 0/18 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj
wykonywanych analiz itp)

Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen
czystych

. . ) Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
Poziom wykonczenia zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
(posadzka, sciany, sufity)

Uzywane odczynniki

RN D e
wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20
Zyski ciepta [kW] . Powietrze WyWie[‘r”ni;‘he] 50

LAN TAK Powierzchnia [m?] 7,73




0/19

Nazwa Pomieszczenia

E-Beam

Nr pomieszczenia

Nr. 0/19

Kondygnacja

Parter

Przeznaczenie
Pomieszczenia

Prace badawcze

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj
wykonywanych analiz

itp)

Praca na elektrolitojonografie

Poziom wykonczenia
(posadzka, sciany, sufity)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room, wymagane Zétte
oswietlenie+ zotta folia na wszystkich oknach i przeszkleniach, nawiew laminarny
nad urzadzeniem, brak podpiwniczenia pod pomieszczeniem, urzgdzenie
ustawiane na betonowym antywibracyjnym postumencie odizolowanym od reszty
budynku, wszystkie instalacje powinny by¢ rozprowadzane pod podtogg
techniczng lub nad sufitem podwieszanym, maksymalnie duze drzwi z

maksymalnie duzymi przeszkleniami

Uzywane odczynniki
szkodliwe, trujgce,

kwasy, zasady, palne, [JTak D Nie
wybuchowe
llos¢ pracownikow 2 Klasa czysto$ci ISO 100
21-23
Temperatura [°C] Wymagana kontrola Wilgotnosé [rH %] 30 -50
zmiany temperatury +/-
0,5°C
+30,
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] Predkosé powietrza
<2m/s
o Powietrze wywiewane
Zyski ciepta [kW] - [mé/h] 0
LAN TAK Powierzchnia [m?] 20,32




0/21

Nazwa Pomieszczenia Chase
Nr pomieszczenia Nr. 0/21 Kondygnacja Parter
Przeznaczenie . . .
. . Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia
Rodzaj wykonywanych . , . . . . .
prac (rodzaj Instalacja urzgdzen technicznych oraz recyrkulacja powietrza z pomieszczen
czystych
wykonywanych analiz itp) vy
Poziom wykonczenia Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
(posadzka, Sciany, sufity) zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room
Uzywane odczynniki
szkodliwe, trujgce .
’ | Tak Ni
kwasy, zasady, palne, [ITak B Nie
wybuchowe
llos¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +20
o Powietrze wywiewane
- 0
Zyski ciepta [kW] [mé/h]
LAN TAK Powierzchnia [m?] 7,33




0/22

Nazwa Pomieszczenia Lab on Chip

Nr pomieszczenia Nr. 0/22 Kondygnacja Parter

Przeznaczenie

. . Prace badawcze
Pomieszczenia

Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Nanotechnologia
wykonywanych analiz itp)

Scianki czyste, sufit podwieszany, podtoga zgodnie z wymaganiami Clean Room i
zatozong technologig wykonania pomieszczen Clean Room, wymagane

Oswietlenie - Swiatto zotte, na przeszkleniach folia zétta
z:)%zsig(r:lnzlvayké?g;i)e/n?u fity) oraz Swiatto biate (wtgcznik Swiatta biatego

zabezpieczony przed przypadkowym wigczeniem), wszystkie instalacje powinny
by¢ rozprowadzane pod podtogg techniczng lub nad sufitem podwieszanym,
maksymalnie duze drzwi z maksymalnie duzymi przeszkleniami

Uzywane odczynniki

e 9 Te e

wybuchowe
llo$¢ pracownikéw 4 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 500 Cisnienie [Pa] +20

Zyski ciepta [KW] : Powietrze Wyw'e[miyh? 700

LAN TAK Powierzchnia [m?] 25,66




0/23

Nazwa Pomieszczenia

Sluza Cleanroom

Nr pomieszczenia Nr. 0/23 Kondygnacja Parter
Prze.znaczenlle Sluza materiatowa do obszaru czystego
Pomieszczenia
Rodzaj wykonywanych
prac (rodzaj Wprowadzanie/wyprowadzanie materiatu
wykonywanych analiz itp)
Poziom wykonczenia o ) .
(posadzka, $ciany, sufity) Scianki czyste, sufit podwieszany
Uzywane odczynniki
szkodliwe, trujace, .
kwasy, zasady, palne, [ITak X Nie
wybuchowe
llo$¢ pracownikow 1 Klasa czystosci ISO 1.000
Temperatura [°C] 20-24 Wilgotnos$c¢ [rH %] 35-55
Oswietlenie [Lux] 200 Cisnienie [Pa] +10
- Powietrze wywiewane
Zyski ciepta [kW] - [m3/h] -
LAN - Powierzchnia [m?] 4,95




